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１．概要（Summary） 

近年、量子力学的性質を用いた量子計測・量子情報

分野の研究が盛んに行われている。その中で量子計測・

量子情報技術のアプリケーションの候補として、ダイヤモ

ンド中窒素空孔中心(NV センター)が注目されている。

NV センターを用いた磁場センシングの手法の一つに原

子間力顕微鏡(AFM)とNVセンターを組み合わせた方法

がある。この手法では、ダイヤモンド基板から切り出したダ

イヤモンド片を AFM の機構に装着し測定を行う。我々は

このシステムの構築を目標とし、筑波大学微細加工 PFで

は基板からダイヤモンド片を切り出し、AFM の機構(カン

チレバー・チューニングフォーク)に装着する作業を行う。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

FIB-SEM 

【実験方法】 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Sample holder with fixed tuning fork. 

ピラー構造作製済ダイヤモンド基板を用意し、銀ペー

ストで導通を確保する。その後チューニングフォークをホ

ルダーに固定する(Fig. 1)。ダイヤモンド基板とカンチレ

バーを FIB/SEM 装置内に入れ、FIB による加工とマニ

ピュレートを行った。ビーム電流を 33 pA とし FIBを用い

て直径 1.2 mのピラー構造周囲をくり抜くように加工した。

その後カンチレバー構造脇にマニピュレータを接近させ、

FIB の蒸着機能を用いてカンチレバー構造とマニピュレ

ータを接着しマニピュレートできるようにした。マニピュレー

タをチューニングフォークの場所へ移動し、蒸着機能によ

りダイヤモンドカンチレバーをチューニングフォークへ取り

付けた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

(a)                         (b) 

 

 

 

 

Fig. 2 (a)SEM image of cantilever (b)SEM image of 

contacting with manipulator. 

Figure 2(a)にFIBを用いてピラー構造周囲を加工しカ

ンチレバー形状を作製した結果を示す。3 方向から FIB

加工することにより、マニピュレータで折り取りやすくするこ

とができた。さらに FIB 加工しカンチレバー構造の下側を

貫通させた後に、マニピュレータを接近させた(Fig. 2(b))。

この後、蒸着機能を利用して接着しマニピュレートを行う

予定だったが、装置予約の時間がきてしまったため作業

を終了した。 
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